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摘要　利用具有纳焦能量、高重复频率的偏振光飞秒双脉冲对金属铬膜样品进行微加工，样品表面都会产生微突

起状结构，它们的宽度在０～４００ｐｓ的双脉冲时延范围内没有明显的变化，但高度却都在１～１０ｐｓ的双脉冲时延范

围内呈现明显的下降，在此时延范围之外并没有明显的变化。通过加工样品的扫描电子显微镜（ＳＥＭ）图片发现，

对于偏振光，利用双脉冲方法，可以获得更好的加工质量。并且线偏振光得到的微突起状结构比较细长，在入射光

束的偏振方向上有所伸长；圆偏振光得到的微突起状结构比较接近圆形。即在低脉冲能量、高重复频率情况下，具

体的微加工特征形貌与入射光束的偏振状态有关。
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１　引　言

　　飞秒脉冲激光在材料精细加工中变得越来越有

吸引力，尤其是在微加工、微光学和微电子学领域

中［１～３］。相对长脉冲激光，飞秒脉冲激光的优势为

在脉冲持续的很短时间内电子来不及向周围的晶格

传递能量，从而积聚极高的能量，最终导致高度局域

化激光破坏［４］。利用飞秒脉冲激光进行微加工有热

损害小、移除效率高、可加工各种材料以及精确控制

加工尺寸等诸多独特优点。目前，国内外很多课题

组已开展飞秒脉冲激光微加工的研究［５～９］，但大多

数都是采用具有放大系统（ＣＰＡ）的飞秒激光器来进

行实验研究。本文直接采用飞秒激光振荡器对金属

薄膜进行微加工，在这种具有纳焦能量、高重复频率

的偏振光飞秒双脉冲作用下，金属薄膜表面产生了
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不同于具有放大器系统的飞秒激光微加工时的微突

起结构。样品微加工后的表面轮廓与形貌通过台阶

仪和扫描电子显微镜（ＳＥＭ）进行了分析研究，并对

比了线偏阵和圆偏阵两种偏阵状态，不同的双脉冲

时间延迟下的实验结果。

２　实验装置

实验装置如图１所示。实验中采用美国相干公

司的７６ＭＨｚＴｉ∶ｓａｐｐｈｉｒｅ飞秒激光振荡器，产生中

心波长８００ｎｍ，脉冲宽度９０ｆｓ，脉冲能量１．３ｎＪ（相

应于激光功率１００ｍＷ时）的飞秒脉冲，脉冲的参数

由实验室自制的达曼ＦＲＯＧ装置测得
［１０］。一个迈

克耳孙干涉仪用作双脉冲发生器，其中一个角反射

镜装在可移动臂上，在０～７５ｍｍ范围内移动时可

产生０～５００ｐｓ的时间延迟。双脉冲的光谱通过光

谱仪监测，中性衰减器用来控制飞秒脉冲的能量。

插入的１／４波片用来将线偏振的飞秒脉冲激光转换

为圆偏振光，然后再经过数值孔径（ＮＡ）０．２５的显

微物镜聚焦，使光束垂直入射到样品表面。ＣＣＤ用

来监控样品表面位置，以保证样品在同样的聚焦条

件下进行加工。实验所用样品为玻璃衬底上的

１４５ｎｍ厚金属铬膜，样品固定在具有３０ｎｍ精度的

三维移动台上，平台由计算机通过运动控制卡ＰＣＩ

７３４４（ＮＩ，Ｉｎｃ．）和伺服放大系统（ＮＡＩ，Ｉｎｃ．）进行控

制。

图１ 实验装置

Ｆｉｇ．１ Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌｓｅｔｕｐ

３　实验结果和讨论
微加工实验是在室温和空气环境中进行的。样

品表面依次用乙醇和丙酮清洗，加工后的表面轮廓

和形貌分别用ＴａｙｌｏｒＨｏｂｓｏｎ台阶仪和扫描电子显

微镜测得。在激光功率为４０ｍＷ，加工速度为

１８μｍ／ｓ时，分别由线偏振和圆偏振飞秒双脉冲得

到的微突起状结构的高度和宽度随双脉冲时延的变

化关系如图２，图３所示。图中的每个点都对应６０

个实验数据的平均，图２中微突起状结构高度和宽

度的标准方差分别约为１０％和６％；图３中微突起

状结构的高度和宽度的标准方差分别约为９．２％和

５．６％。从图２和图３中可以看出，对于这两种偏振

光，微突起状结构的宽度在０～４００ｐｓ的范围内都没

有明显的变化，只是有轻微的起伏，但微突起状结构

的高度在１～１０ｐｓ范围内都呈现明显的下降，而在

此时延范围以外却没有明显的变化。对于通常的金

属，其中电子和声子的耦合时间是在数百飞秒到几

皮秒之间［１１］，这说明金属中电子和声子的相互耦合

对其表面微突起状结构的产生起到了重要作用。而

入射光束的偏振状态对微突起状结构的产生与否并

图２ 激光功率４０ｍＷ，加工速度１８μｍ／ｓ时，线偏振飞

秒双脉冲微加工得到的微突起状结构的高度和宽

　　　　　度随双脉冲时延的变化关系
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　　　　　ｄｅｌａｙｂｅｔｗｅｅｎｄｏｕｂｌｅｐｕｌｓｅｓ

图３ 激光功率４０ｍＷ，加工速度１８μｍ／ｓ时，圆偏振飞

秒双脉冲微加工得到的微突起状结构的高度和宽

　　　　　度随双脉冲时延的变化关系
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没有太大影响，实验结果有助于理解飞秒微加工金

属时电子和声子的相互耦合过程。另外，从图２和

图３中还可以看出，在同一双脉冲时延下，圆偏振飞

秒双脉冲得到的微突起状结构的高度要比线偏振光

得到的高几十纳米，宽度也要宽１μｍ左右。这是由

于在通过光束移动进行微加工的情况下，材料对不

同偏振状态的光会表现出不同的加工阈值，其中采

用ｓ偏振光时加工阈值最大，圆偏振光次之，ｐ偏振

光加工时阈值最小［１２］。这里，图２中采用的线偏振

光属于ｓ偏振光加工的情况，因而所获得的微突起

状结构的尺寸相比圆偏振光的情况要小一些。

图４ 激光功率４０ｍＷ，加工速度１８μｍ／ｓ时，线偏振飞

秒双脉冲在（ａ）０ｐｓ和（ｂ）０．２ｐｓ时延下得到的微

突起状结构的扫描电子显微镜图片（箭头为入射光

　　　　　　　　束偏振方向）
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图４和５给出在激光功率为４０ｍＷ，加工速度

为１８μｍ／ｓ时，分别由线偏振和圆偏振飞秒双脉冲

加工样品得到的表面形貌图。通过这些扫描电子显

微镜图片可以清晰地看到，样品表面均呈现出明显

的微突起状结构。而且，对于线偏振和圆偏振这两

种偏振光，利用双脉冲方法，都可以获得更好的加工

质量。并且，线偏振光得到的微突起状结构比较细

长，在入射光束的偏振方向上有所伸长，如图４（ａ）

和（ｂ）所示。而圆偏振光得到的微突起状结构就比

图５ 激光功率４０ｍＷ，加工速度１８μｍ／ｓ时，圆偏振飞

秒双脉冲在（ａ）０ｐｓ和（ｂ）０．２ｐｓ时延下得到的微

　　 　突起状结构的扫描电子显微镜图片

Ｆｉｇ．５ ＳＥＭ ｉｍａｇｅｓｏｆｔｈｅ ｍｉｃｒｏｂｕｍｐｓｆａｂｒｉｃａｔｅｄｂｙ

４０ｍＷ ｃｉｒｃｕｌａｒｌｙ ｐｏｌａｒｉｚｅｄｆｅｍｔｏｓｅｃｏｎｄ ｄｏｕｂｌｅ

ｐｕｌｓｅｓａｔｔｈｅｓｐｅｅｄｏｆ１８μｍ／ｓｉｎｄｅｌａｙｓｏｆ（ａ）

　　　　　　　０ｐｓ，（ｂ）０．２ｐｓ

较接近圆形，如图５（ａ）和（ｂ）所示。这是因为在低

脉冲能量的情况下，只有光束的中心部分有足够的

能量可以对材料进行微加工，这时光束的偏振情况

就对所加工的形貌起到了重要作用。由此看来，在

低脉冲能量、高重复频率的情况下，具体的微加工特

征形貌与入射光束的偏振状态有关，采用圆偏振光

来进行微加工就可以获得圆形的加工形貌，但这时

应特别注意１／４波片的快（慢）轴的方位，与入射线

偏振光束偏振方向的夹角稍微偏离４５°就会将其转

换为椭圆偏振光，而并非理想的圆偏振光，这可以通

过在１／４波片后面放置偏振片，旋转偏振片，检测偏

振片之后的光功率是否改变来判断波片所转换的光

是否为圆偏振光。此外，还有两种方法可以获得圆

形的加工形貌，一种是采用偏振钻孔法，即把１／２波

片放在一个电控转动台上，通过波片的旋转来改变

相邻两飞秒脉冲的偏振状态［１３］；另一种就是采用具

有柱对称性的径向或角向偏振光来进行微加工，这

种方法相比圆偏振光有更好的加工质量、加工效率

以及更小的加工分辨率［１４］］。

４　结　论

利用具有纳焦能量、高重复频率偏振光飞秒双

脉冲对金属铬膜样品进行了微加工实验研究，样品

０７７ 中　　　国　　　激　　　光　　　　　　　　　　　　　　　　　３５卷　



表面都会产生微突起状结构，它们的宽度在０～

４００ｐｓ的双脉冲时延范围内虽然没有明显的变化，

但它们的高度却都在１～１０ｐｓ的双脉冲时延范围内

呈现明显的下降，而在此时延范围之外并没有明显

的变化。这表明金属中电子和声子的相互耦合对其

表面微突起状结构的产生起到了重要作用，而入射

光束的偏振状态对微突起状结构的产生与否并无太

大影响，这有助于理解飞秒激光脉冲微加工金属时

电子和声子的相互耦合过程。此外，通过所加工样

品的扫描电子显微镜图片还发现，对于线偏振和圆

偏振这两种偏振光，利用双脉冲方法，都可以获得更

好的加工质量。并且，线偏振光得到的微突起状结

构比较细长，在入射光束的偏振方向上有所伸长；而

圆偏振光得到的微突起状结构就比较接近圆形。即

在低脉冲能量、高重复频率的情况下，具体的微加工

特征形貌与入射光束的偏振状态有关，这一实验结

果有利于飞秒激光脉冲微加工技术的应用研究。
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